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See the notice on TED website

474919-2026 - Konkurrencevilkår
Nederlandene – Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) – European 
Tender Electron Beam Lithography system
OJ S 130/2026 09/07/2026
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Varer

1. Køber

1.1.  Køber
Officielt navn: Universiteit Twente
E-mail: c.delfgaauw@utwente.nl
Køberens retlige status: Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktivitet: Uddannelse

2. Procedure

2.1.  Procedure
Titel: European Tender Electron Beam Lithography system
Beskrivelse: The University of Twente is tendering to purchase an Electron Beam Lithography 
system. The MESA+ Institute of the University of Twente will invest in a new Electron Beam 
system (e-beam system). A system, suitable for defining patterns in electron sensitive resists, 
at high resolution and high speed, compatible with a wide range of applications and substrate 
types up to 200mm in diameter. The system will be used by a wide range of users, i.e. 
academic researchers and students as well as industrial engineers with different backgrounds 
(photonics, (nano)-electronics etc.) and different levels of expertise.
Identifikator for proceduren: d75e7f85-f950-4008-ab95-b4ee18bf06fa
Intern ID: 379fcf7e-45c5-4d48-b8ea-3be831450e85
Udbudsprocedure: Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Varer
Primær klassifikation (cpv): 38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr 
(ikke briller)
Supplerende klassifikation (cpv): 38341100 Elektronstrålekameraer

2.1.2.  Udførelsessted
Land: Nederlandene
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger: Zie documentatie

2.1.3.  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 3 500 000,00 EUR

2.1.4.  Generelle oplysninger
Retsgrundlag: 
Direktiv 2014/24/EU

2.1.6.  Udelukkelsesgrunde

https://ted.europa.eu/da/notice/-/detail/474919-2026
mailto:c.delfgaauw@utwente.nl
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Kilder til grundlag for udelukkelse: Udbudsdokument

5. Delkontrakt

5.1.  Delkontrakt: LOT-0000
Titel: European Tender Electron Beam Lithography system
Beskrivelse: The University of Twente is tendering to purchase an Electron Beam Lithography 
system. The MESA+ Institute of the University of Twente will invest in a new Electron Beam 
system (e-beam system). A system, suitable for defining patterns in electron sensitive resists, 
at high resolution and high speed, compatible with a wide range of applications and substrate 
types up to 200mm in diameter. The system will be used by a wide range of users, i.e. 
academic researchers and students as well as industrial engineers with different backgrounds 
(photonics, (nano)-electronics etc.) and different levels of expertise.
Intern ID: 0b4a476d-7047-4e2b-907c-d85c9f9859e4

5.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Varer
Primær klassifikation (cpv): 38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr 
(ikke briller)
Supplerende klassifikation (cpv): 38341100 Elektronstrålekameraer

5.1.2.  Udførelsessted
Land: Nederlandene
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger: Zie documentatie

5.1.3.  Anslået varighed
Anden varighed: Ukendt

5.1.5.  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 3 500 000,00 EUR

5.1.6.  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse: 
Deltagelse uden forbehold.
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9.  Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Udbudsdokument, Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

5.1.11.  Tilbudsdokumenter
Adresse på udbudsdokumenterne: https://s2c.mercell.com/today/217278

5.1.12.  Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse: 
Elektronisk indgivelse: Tilladt
Indgivelsesadresse: https://s2c.mercell.com/today/217278
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: engelsk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 21/08/2026 10:00:00 (UTC+00:00) vesteuropæisk tid, GMT
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 90 Døgn
Betingelser for kontraktens udførelse: 

https://s2c.mercell.com/today/217278
https://s2c.mercell.com/today/217278
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Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet 
beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Tilladt
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja

5.1.15.  Teknikker
Rammeaftale: 
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem: 
Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16.  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Rechtbank Overijssel
Oplysninger om klagefrister: See descriptive document.
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Universiteit Twente

8. Organisationer

8.1.  ORG-0001
Officielt navn: Universiteit Twente
Registreringsnummer: 50130536
Postadresse: Drienerlolaan 5
By: Enschede
Postnummer: 7522NB
Landsdel (NUTS): Twente (NL213)
Land: Nederlandene
Enhed: Camilio Delfgaauw
E-mail: c.delfgaauw@utwente.nl
Telefon: +31534891512
Internetadresse: https://www.utwente.nl
Køberprofil: https://s2c.mercell.com/buyer/16033
Denne organisations roller: 
Køber
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

8.1.  ORG-0002
Officielt navn: Rechtbank Overijssel
Registreringsnummer: 82940525
By: Almelo
Postnummer: 7607 GB
Landsdel (NUTS): Twente (NL213)
Land: Nederlandene
E-mail: communicatie.rb-ove@rechtspraak.nl
Telefon: (+31)0883611042
Denne organisations roller: 
Organisation med ansvar for klager

10. Ændring

Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres

mailto:c.delfgaauw@utwente.nl
https://www.utwente.nl
https://s2c.mercell.com/buyer/16033
mailto:communicatie.rb-ove@rechtspraak.nl
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: 
d8072cd8-e497-49af-b432-8865f10c18de-01
Hovedårsagen til ændringen
: 
Berigtigelse – køber
Beskrivelse
: 
Recently, the University of Twente has started a tender-procedure for the purchase of an 
electron beam lithography system (T217278 European Tender Electron Beam Lithography 
system). Unfortunately, we have realized that the Descriptive Document contained several 
(minor) short-comings. More specific, in the revised Descriptive Document a time-slot for site-
inspection is included, as well as a correct textual description of the weighting of the three 
award criteria is inserted at the end of section 4.2 (viz. 70% (wishes; G1), 10% (sustainability; 
G2) and 20% (price; G3)). In appendix B Schedule of Requirements and Wishes – the 
subsection regarding ‘(extended) warranty’ has been removed (table P) and added to the 
maintenance subsection (see item O.2 in table O).

10.1.  Ændring
Afsnitsidentifikator: LOT-0000
Udbudsdokumenterne blev ændret den: 08/07/2026

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: d3fc913d-812e-4d95-a132-8a6de8b80aa4  -  01
Formulartype: Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsesundertype: 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 08/07/2026 06:24:13 (UTC+00:00) vesteuropæisk tid, 
GMT
Dato for afsendelse af bekendtgørelsen (eSender): 08/07/2026 06:24:25 (UTC+00:00) 
vesteuropæisk tid, GMT
Bekendtgørelsens officielle sprog: engelsk
Bekendtgørelsesnummer: 474919-2026
EUT-S-nummer: 130/2026
Offentliggørelsesdato: 09/07/2026
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